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 チタン・ジルコン酸鉛 (PZT) の主成分である鉛の毒性のため，鉛を用いない非鉛系圧電体の研究が，近
年非常に活発になっています． 

 企業では万が一の鉛使用規制に備えるため，大学や公的研究機関では万が一の新材料発見の夢にかける
ため，非鉛系圧電材料の探索に取り組んでいます．これらの研究・開発の過程で新非鉛系材料の探索は基
より各プロセスの改善，使用目的に応じた材料設計，新しいナノ構造の提案など目覚ましい研究開発の展
開が見られ材料技術の粋が集積されていると云っても過言ではありません． 

 そこで, 前版の「注目の誘電体セラミックス材料」をベースにこの 10 年のマテリアルインテグレーショ
ン誌に掲載された関連記事を編集しなおし, 非鉛系圧電材料を中心とした増補改訂版を発行することにし
ました. この分野での調査, 企画, 研究開発, 製造, 応用などを目指される方々に活用頂ければ幸甚です.  
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